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摘要(译)

超声探头包含阵列换能器和耦合到阵列元件的微波束形成器。微波束形
成器包括一个或多个模拟ASIC，其包含耦合到换能器元件的发射器和放
大器，以及包含模数转换器和数字波束形成电路的一个或多个数字
ASIC。模拟ASIC和数字ASIC由不同的集成电路5工艺制造，模拟ASIC
优化用于高压模拟操作，而数字ASIC优化用于高密度，低电压数字电
路。
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